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® Sensorgesteuertes Kochfeld mit unterhalb der Kochfeldplatte angeordneter Sensoreinheit 

@ Bekannt ist ein sensorgesteuertes Kochfeld mit einer 
Kochfeldplatte, insbesondere aus Glaskeramik, mit zu- 
mindest einer Kochzone, die mittels eines unterhalb der 
Kochfeldplatte angeordneten Hefzelementes behefzbar 
ist, sowie mit einer unterhalb der Kochfeldplatte angeord- 
neten und gegen deren Unterseite im Bereich eines fla- 
chenmalSig begrenzten Mefcfleckes gerichteten Warme- 
st ra hi ungs-Sensoreinheit, die in Verbindung steht mit ei- 
ner Steuereinheit zur Regelung der Heizleistung des Hei- 
zelementes. Um topfunabhangig eine moglich genaue 
Heizleistungsregelung zu erreichen, ist erfindungsgemafc 
vorgesehen, daG der Wert des Trans missionsgrades des 
Materials der Kochfeldplatte zumindest im Bereich des 
MeRfleckes zumindest im spektralen Mefcbereich der 
Wa'rmestrahlungs-Sensoreinheit kleiner als 30%, vor- 
zugsweise kleiner als 10% und insbesondere annahernd 
etwa 0% ist. 
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Beschreibung 

Die vorliegcnde Erfindung betrifft ein sensorgesteuertes 
Kochfeld mit einer Kochfeldplatte, insbesondere aus Glas- 
keramik oder Glas, mit zumindest einer Kochzone, die mit- 5 
tels eines unterhalb der KochfeLdplatte angeordneten Heize- 
lementes beheizbar ist, sowie mit einer unterhalb der Koch- 
feldplatte angeordneten und gegen deren Unterseite im Be- 
reich eines flachenmaBig begienzten MeBfleckes gerichteten 
WarmestraMungs-Sensoreinheit, die in 'Sferbindung steht 10 
mit einer Steuereinheit zur Regelung der Heizleistung des 
Heizelementes. 

Ein derartiges Kochfeld ist bekannt aus der Druckschrift 
GB 2 072 334 A, wobei unterhalb der Kochfeldplatte eine 
parabolische Reflektoranordnung vorgesehen ist. Die Re- 15 
flektoranordnung sammelt die von der Unterseite des Bo- 
dens einer auf der Kochfeldplatte abgestellten und mittels 
des Heizelementes beheizten Pfanne abgestrahlte Warme- 
strahlung und leitet diese uber eine angeschlossene optische 
Verbindungsleitung zu einer infrarotsensitiven Photodiode. 20 
Die derart detektierte Warmestrahlung wird als Signal zur 
Regelung der Heizleistung des Heizelementes verwendet 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei einem sen- 
sorgesteuerten Kochfeld nach dem Oberbegriff des Patent- 
anspruches 1 die Heizleistungsregelung topfunabhangig 25 
ausreichend genau zu gewahrleisten. 

ErfindungsgemaB ist dies dadurch erreicht, daB der Wert 
des Transmissionsgrades der Kochfeldplatte zumindest im 
Beieich des MeBfleckes zumindest im spektralen MeBbe- 
reich der Warmestrahlungs-Sensoreinheit weniger als 30%, 30 
vorzugsweise weniger als 10% und insbesondere annahernd 
etwa 0% betragt. Durch den gering gewahlten Wert des 
Transmissionsgrades des Materials der Kochfeldplatte ist si- 
chergestellt, daB der storende, weil unbekannte EinfLuB der 
vom Topfboden in Richtung auf die Kochfeldplatte und da- 35 
mit auf den Warmestrahlungs-Sensor abgestrahlten Warme- 
strahlung gering ist. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, 
weil sich der Wert des Emissionsgrades der Topfbodenun- 
terseite abhangig vom Kochtopftyp typischerweise zwi- 
schen 20 und 90% bewegen kanm ErfindungsgemaB ist also 40 
sichergestellL, daB der Warmestrahlungs-Sensor im wesent- 
lichen bis ausschheBhch die von der Unterseite der Koch- 
feldplatte abgestrahlte Warmestrahlung empfangt. 

Um eine ausreichende MeBempfindlichkeit des sensorge- 
steuerten Kochfeldes erreichen zu konnen, betragt erfin- 45 
dungsgemaB der Emissionsgrad der Unterseite der Koch- 
feldplatte zumindest im Bereich des MeBfleckes zumindest 
im spektralen MeBbereich der Warmestrahlungs-Sensorein- 
heit zumindest 60%, insbesondere mehr als 90%, Die erfin- 
dungsgemaBe MeBgenauigkeit ist zumindest ausreichend, 50 
um Brat- oder Fritiervorgange bei zufriedenstellenden Gar- 
ergebnissen durchfuhren zu konnen. Zur Steigerung der Ge- 
nauigkeit des sensorgesteuerten Systems ist es zweckmaBig, 
Topfe beziehungsweise Pfannen mit moglichst ebenem und 
damit groBflachig auf der Oberseite der Kochfeldplatte auf- 55 
liegendem Boden zu verwenden. 

Mit geringem Aufwand ist ein MeBfleck mit geeigneten 
Transmissions- und Emissionseigenschaften realisierbar, 
wenn die Kochfeldplatte an ihrer Unterseite im Bereich des 
MeBfleckes mit einer dunklen insbesondere schwarzen 60 
Ernissionsschicht versehen ist. Die Transmissions- bzw. 
Emissionswerte sind dann zum einen unabhangig von Ferti- 
gungsstreuungen und zum anderen uber die Lebensdauer 
der Kochfeldplatte trotz deren Alterung im wesentlichen 
konstant Weiterhin sind die Werte dann auch unabhangig 65 
von den Eigenschaften des Materials der Kochfeldplatte 
bzw, hersteller- oder farbtonungsunabhagig. 

Eine geeignete GroBe des MeBfleckes bewegt sich bei 
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etwa 1 bis 4 cm 2 . Dadurch ist sichergestellt, daB der MeB- 
fleck einerseits nicht zu groB ist, was ein gleichmaBiges Gar- 
ergebnis in der Pfanne beziehungsweise dem Topf beein- 
trachtigen wiirde. Andererseits darf der MeBfleck auch nicht 
zu kiein sein, damit der EinfLuB der Warmestrahlung des 
Topfbodens auf die Glaskeramik groB genug bleibt, ImFalle 
einer zu kleinen Flachenausdehnung des MeBflecks ist des- 
sen abgefuhlte Temperatur trotz der geringen Warmeleitfa- 
higkeit von beispielsweise Glas oder Glaskeramik im we- 
sentlichen ausschheBhch abhangig von der Tfemperatur der 
Glaskeramik in der Umgebung des MeBfleckes. Ziel des er- 
findungsgemaBen Kochfeldes ist es jedoch, auf die Tempe- 
ratur des auf der Kochfeldplatte abgestellten und beheizten 
GargefaBes zu schlieBen beziehungsweise diese zu regeln. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist die 
Warmestrahlungs-Sensoreinheit einen Spezialfilter auf, des- 
sen spektraler DurchlaBbereich im wesenthchen zwischen 
etwa 4 und 8 um liegt. In diesem Bereich ist sowohl der 
Wert des Transmissionsgrades als auch der des durchschnitt- 
lichen Reflexionsgrades des Materials der Kochfeldplatte 
bei typischen Glaskeramik-Kochfeldplatten ausreichend ge^ 
ring, Daraus ergibt sich in diesem Wellenlangenbereich ein 
hoher Emissionsgrad der Unterseite der Kochfeldplatte und 
damit verbunden eine hohe MeBempfindlichkeit und -ge- 
nauigkeit. Alternativ kann der spektrale DurchlaBbereich ty- 
pischerweise auch zwischen etwa 10 bis 20 um liegen. Auch 
in diesem Bereich betragt der Wert des Transmissionsgrades 
bei typischem Glaskeramikmaterial etwa 0% und der des 
Reflexionsgrades ist deutlich geringer als in den beidseitig 
benachbarten Wellenlangenbereichen, Die Wahl eines ge- 
eigneten Spektralfilters ist insbesondere von dessen Preis 
abhangig sowie von der in dem jeweiligen Wellenlangenbe- 
reich erzielbaren Empfindhchkeit beziehungsweise MeB- 
und Regelgenauigkeit des sensorgesteuerten Kochfeldes. 

ErfindungsgemaB ist an der Unterseite der Kochfeldplatte 
im Bereich des MeBfleckes ein MeBschacht angeordnet, in 
dem die Warmestrahlungs-Sensoreinheit auf den MeBfleck 
der Kochfeldplatte gerichtet ist, Diese MaBnahme stellt si- 
cher, daB die temperaturmaBige Beeinflussung des MeBflek- 
kes durch das Warmestrahlung abstrahlende Heizelement 
stark verringert beziehungsweise ausgeschlossen ist. Dabei 
ist es besonders gunstig, wenn der MeBschacht moglichst 
dicht an der Unterseite der Kochfeldplatte anliegt, sowie 
wenn der Strahlungskanal im MeBschacht moglichst gut von 
dem Raum auBerhalb des MeBschachtes isohert ist. 

Um eine moglichst gleichmaBige Warmeverteilung im 
Topfboden und in der Kochfeldplatte und damit verbunden 
eine hohe MeBgenauigkeit zu erreichen, umzieht vorteilhaf- 
terweise das Heizelement den MeBschacht und damit den 
MeBfleck im wesentlichen allseitig. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform berechnet 
eine Recheneinheit des Kochfeldes aus dem Signal der War- 
mestrahlungs-Sensoreinheit und in einer Speichereinheit ab- 
gelegten Kenndaten des Kochfeldes die Temperatur des Bo- 
dens eines auf der Kochfeldplatte abgestellten beheizten 
GargefaBes und gibt diese an die Steuereinheit zur Regelung 
der Heizleistung welter. Aus in Laborversuchen gewonne- 
nen Erkenntnissen konnen typische Kennzahlen fur die Be- 
ziehung des MeB signals der Sensoreinheit zur vorherrschen- 
den Topfbodentemperatur gewonnen werdem Diese sind 
dann in der Speichereinheit abgelegt und werden beim Gar- 
vorgang mit dem MeB signal der Warmestrahlungs-Senso- 
reinheit geeignet verknupft. Aus der daraus abgeleiteten Bo- 
dentemperatur werden dann wiederum Stellsignale fur die 
Heizleistung des entsprechenden Heizelementes ermittelt. 
Die Genauigkeit des Systems kann insbesondere bei groB- 
flachigen GargefaBen wie beispielsweise Braterpfannen er- 
hoht werden, wenn zumindest zwei Warmestrahlungs-Sen- 
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soreinheiten verwendet werden. Weiterhin ist es zweckma- 
Big, eine an sich bekannte Topferkennungseinheit zu reali- 
sieren oder die MeBsignale der Warmestrahlungs-Senso- 
reinheit zur Topferkcnnung zu verwenden. 

Nachfolgend sind anhand schematischer Darstellungen 5 
zwei Ausfuhrungsbeispiele des erfmdungsgemaBen, sensor- 
gesteuerten Kochfeldes beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig, 1 in einer Schnittdarstellung abschnittsweise das 
Kochfeld mit darauf abgestelltem Topf gemaB dem ersten 10 
Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 2 die Verlaufe des Transmissions- und des Reflexi- 
onsgrades einer Glaskeramik-Kochfeldplatte im interessie- 
renden Wellenlangenbereich, 

Fig, 3 abschnittsweise in einer Ansicht von oben den An- 15 
ordnung des Heizelementes im Bereich des MeBschachtes 
der Warmestrahlungs-Sensoreinheit, 

Fig, 4 ein Blockschaltbild wesentlicher Regelungseinhei- 
ten des sensorgesteuerten Kochfeldes und 

Fig. 5 abschnittsweise den Bereich unterhalb der Koch- 20 
feldplatte im Bereich des MeBfleckes gemaB dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel in einer Schnittdarstellung gemaB Fig. 
L 

Ein Kochfeld 1 weist eine Kochfeldplatte 3 aus Glaskera- 
mikmaterial auf, auf deren Oberseite mit Hilfe einer Dekor- 25 
bedruckung beheizbare Zonen markiert sind (Fig, 1), Diesen 
Zonen sind unterhalb der Kochfeldplatte 3 jeweils entspre- 
chende an sich bekannte metallische Heizkorpertopfe 5 zu- 
geordnet, Diese sind mittels an sich bekannter, nicht gezeig- 
ter Hilfsmittel an die Unterseite der Kochfeldplatte 3 ge- 30 
driickt. Der Heizkorpertopf 5 weist boden- sowie umfang- 
seitig eine Heizkorperisolierung 7 auf. In dieser beziehungs- 
weise auf dieser ist ein an sich bekannter Strahlungsheizlei- 
ter 9 gehaltert, der beim Speisen mit elektrischem Strom 
Warmestrahlung insbesondere in Richtung auf die Unter- 35 
seite der Kochfeldplatte 3 abgibt Oberhalb des Heizkorper- 
topfes 5 beziehungsweise des Strahlungsheizleiters 9 ist 
eine Bratpfanne 11 auf der Oberseite der Kochfeldplatte 3 
abgestellt. Zwischen der Unterseite des Bodens der Brat- 
pfanne 11 und der Oberseite der Kochfeldplatte 3 ist typi- 40 
scherweise ein geringer Luftspalt 13 vorhanden. Der Emis- 
sionsgrad e der Unterseite des Topfbodens 11 betragt bei 
Edelstahltopfen typischerweise ungefahr 10 bis 20% und bei 
einem schwarz emaillierten Topfboden typischerweise un- 
gefahr 80 bis 90%. Im Bereich unterhalb des Bodens der 45 
Bratpfanne 11 ist ein rohrformiger MeBschacht 15 vorgese- 
hen, dessen obere Stirnseite dicht an der Unterseite der 
Kochfeldplatte 3 anliegt. Der Durchmesser des MeBschach- 
tes betragt etwa 1 bis 2 cm, Der MeBschacht 15 ist mit ge- 
eigneten Isolationsmitteln zur themrischen Abschottung der 50 
nachfolgend beschriebenen MeBanordnung insbesondere 
gegeniiber dem Heizleiter 9 versehen. Weiterhin weist der 
MeBschacht 15 an seiner mnenumfangseite zur Erhohung 
der Empfrndlichkeit der nachfolgend beschriebenen MeBan- 
ordnung eine Reflexionsschicht 17 auf. Die von dem MeB- 55 
schacht 15 begrenzte Kreisflache auf der Unterseite der 
Kochfeldplatte 3 dient als MeBfleck 18 der MeBanordnung. 
An der dem MeBfleck 18 gegeniiberliegenden Ende des 
MeBschachtes 15 ist ein warmestrahlungsempfindlicher In- 
frarotsensor 19 angeordnet. Diesem vorgeschaltet ist eine 60 
Infrarotoptik 21 mit einem Spektralfilter, dessen spektraler 
DurchlaBbereich zwischen etwa 5 und 8 urn liegt. Durch 
eine Blendenoffnung 23 im Boden des MeBschachtes 15 ist 
der Infrarotsensor 19 auf den MeBfleck 18 der Kochfeld- 
platte 3 gerichtet. Zum Schutz des Infrarotsensors 19 ist in 65 
die Blendenoffhung 23 ein geeignetes Sensorfenster 25 ge- 
setzt, Zur Kuhlung des Infrarotsensors 19 sitzt dieser in ei- 
nem Kuhlkanalstutzen des Bodens des Heizkorpertopfes 5, 



dem bei Bedarf Kuhlluft (Kublluftpfeile) zugefuhrt wird. 
Weiterhin ist zwischen dem Heizkorpertopf 5 und der Heiz- 
korperisolierung 7 ein Kuhlkanal 27 vorgesehen. Dadurch 
ist sichergestellt, daB die zulassige Dauerbetriebstemperatur 
des Infrarotsensors 19 von etwa 100 bis 120°C nicht iiber- 
schritten wird (Fig. 1). 

Der Transmissionsgrad der Glaskeramik-Kochfeldplatte 
weist in dem durch den Spektralfilter definierten spektralen 
MeBbereich des Infrarotsensors 19 von etwa 5 bis 8 um ge- 
maB Fig, 2 einen Transmissionsgrad X von etwa 0% auf. 
Dies bedeutet, daB die vom Topfboden 11 abgestrahlte War- 
mestrahlung nicht direkt durch die Kochfeldplatte 3 hin- 
durch zum Infrarotsensor 19 gelangen kann. Der Topfboden 
11 kann durch Warmeleitung und Warmestrahlung lediglich 
die Glaskerarnikplatte 3 erwarmen. Diese strahlt nun bei ei- 
nem durchschnittlichen Emissionsgrad e (= 1 - r) von etwa 
95% (siehe Fig. 2) Strahlungswarme zum Inrrarotsensor 19, 
Die MeB- und Regelgenauigkeit des Systems ist um so ho- 
her, je besser die thermische Ankopplung des Topfbodens 11 
an die Glaskerarnikplatte 3 einerseits und deren Ankopplung 
an den Ihfrarotsender 19 andererseits realisiert ist, Alterna- 
tiv ist es auch moglich, einen Spektralfilter 21 vorzusehen, 
dessen spektraler DurchlaBbereich zwischen etwa 10 bis 
20 um liegt. Auch in diesen Wellenlangenbereich von X = 10 
bis 20 um betragt der Wert des Transmissionsgrades X etwa 
0% und der des RefLexionsgrades r etwa um die 10%, wor- 
aus sich ein durchschnittlicher Emissionsgrad e von etwa 
90% ergibt (Fig. 2). 

Um grundsatzlich unabhangig von den Materialeigen- 
schaften der Kochfeldplatte zu sein, ist gemaB dem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel nach Fig, 5 im Bereich des MeBfleckes 
18 die Unterseite der Kochfeldplatte 3 mit einer schwarzen 
Farbschicht 31 bedeckt. Der Wert des Transmissionsgrades 
T betragt dabei idealerweise etwa 0% und der des Ernissi- 
onsgrades e etwa 100% (Fig. 5). 

Um eine moglichst gleichmafiige Warmeverteilung im 
Topfboden 11 sowie in der Glaskerarnikplatte 3 zu enei- 
chen, umzieht der Heizleiter 9 gema!3 Fig. 3 den MeB- 
schacht 15 im wesentlichen allseitig. Ob der MeBschacht 15 
dabei am Rand des Heizkorpertopfes 5 oder eher in dessen 
Zentralbereich angeordnet ist, ist abhangig von den jeweili- 
gen Gegebenheiten. Beispielsweise kann es bei der\ferwen- 
dung von zwei Mei3schachten 15 in einem Heizkorpertopf 5 
aus Genauigkeitsgriinden trotz einer beispielsweise un- 
gleichmaBigen Temperaturverteilung im Boden der Pfanne 
vorteilhaft sein, wenn die beiden MeBschachte 15 jeweils im 
Randbereich des Heizkorpertopfes 5 angeordnet sind (Fig. 
3). 

Beim Betrieb des sensorgesteuerten Kochfeldes 1 strahlt 
die Unterseite des von dem Strahlungsheizleiter 9 beheizten 
Topfbodens 11 fortwahrend Warmestrahlung auf die darun- 
ter angeordnete Kochfeldplatte 3. Andererseits strahlen so- 
wohl der Strahlungsheizleiter 9 als auch die Kochfeldplatte 
3 Warmestrahlung zum Topfboden 11. Zuziiglich findet in 
den Bereichen, in denen der Topfboden die Kochfeldplatte 
beruhrt Warmeleitung zwischen beiden statt. Dasselbe gilt 
auch in Richtung parallel zur Kochfeldplatte 3 innerhalb 
dieser. Der Infrarotsensor 19 ist durch den MeBschacht 15 
von der Warmestrahlung des Strahlungsheizleiter s 9 abge- 
schirmt. Aui3erdem ist er auch durch die Eigenschaften des 
Materials der Kochfeldplatte von der Warmestrahlung des 
GargefaBes 11 weitestgehend abgeschirmt. In MeBreihen 
kann nun ein Zusammenhang zwischen der von der Unter- 
seite der Glaskeramik-Kochfeldplatte 3 im Bereich des 
MeBfleckes 18 zum Infrarotsensor 19 abgestrahlten Warme- 
strahlung und der Temperatur des Bodens der Bratpfanne 11 
ermittelt werden. Beim Betrieb des Kochfeldes 1 ermittelt 
eine Recheneinheit 41 des Kochfeldes aus dem MeBwert S 
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des Infrarotsensores 19 und aus in einer Speichereinheit 43 
des Kochfeldes 1 abgelegten Kenndaten der Anordnung ein 
entsprechendes Ausgangssignal, aus ciem eine Steuereinheit 
45 des Kochfeldes 1 ein Heizleistungssignal P fur den Strah- 
lungsheizleiter 9 ableitet (Fig, 4). Dadurch ist es moglich, 
daJ3 beispielsweise eine von einer Bedienperson liber an sicb 
bekannte Eingabeelemente vorgegebene Fritiertemperatur 
von 180°C durch die Steuereinheit 45 automatisch eingere- 
gelt wird, 

Patentanspriiche 



Tbmperatur des Bodens eines auf der Kochfeldplatte 
(3) abgestellten, beheizten Topfes (11) berechnet und 
an die Steuereinheit (45) weitergibt. 



5 Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



1. Sensorgesteuertes Kochfeld mit einer Kochfeld- 
platte, insbesondere aus Glaskeramik, mit zumindest 
einer Kochzone, die mittels eines unterhalb der Koch- 15 
feldplatte angeordneten Heizelementes beheizbar ist, 
sowie mit einer unterhalb der Kochfeldplatte angeord- 
neten und gegen deren Unterseite im Bereich eines fla- 
chenmaBig begrenzten MeBfleckes gerichteten Warme- 
strahlungs-Sensoreinheit, die in Verbindung steht mit 20 
einer Steuereinheit zur Regelung der Heizleistung des 
Heizelementes, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Wert des Transmissionsgrades der Kochfeldplatte (3) 
zumindest im Bereich des MeBfleckes (18) zumindest 
im spektralen MeBbereich der Warmestrahlungs-Sen- 25 
soreinheit (19) kleiner als 30%, vorzugsweise kleiner 
als 10% und insbesondere annahernd etwa 0% ist. 

2. Sensorgesteuertes Kochfeld nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Emissionsgrad der 
Kochfeldplatte (3) zumindest im Bereich des MeBfLek- 30 
kes (18) zumindest im spektralen MeBbereich der War- 
mestrahlungs-Sensoreinheit (19) mindestens 60%, ins- 
besondere mehr als 90% betragt, 

3, Sensorgesteuertes Kochfeld nach Anspruch 1 oder 

2, dadurch gekennzeichnet, daB die Kochfeldplatte (3) 35 
an ihrer Unterseite im Bereich des MeBfleckes (18) mit 
einer dunklen Emissions schicht (31) versehen ist, 

4, Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
MeBfleck (18) eine Flachenausdehnung von etwa 1 bis 40 
4 cm 2 aufweist. 

5, Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche mit einer Glaskeramik-Kochfeld- 
platte, dadurch gekennzeichnet, daB die Warmestrah- 
lungs-Sensoreinheit (19) einen Spektralfilter (21) auf- 45 
weist, des sen spektraler DurchlaBbereich zwischen 
etwa 4 und 8 urn liegt 

6. Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der An- 
spruche 1 bis 4 mit einer Glaskeramik-Kochfeldplatte, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Warmestrahlungssen- 50 
soreinheit (19) einen Spektralfilter aufweist, dessen 
spektraler DurchlaBbereich zwischen etwa 10 bis 
20 um liegt. 

1, Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB an 55 
der Unterseite der Kochfeldplatte (3) im Bereich des 
MeBfleckes (18) ein MeBschacht (15) angeordnet ist, in 
dem die WarmestraMungs-Sensoreinheit (19) auf den 
MeBfleck (18) der Kochfeldplatte (3) gerichtet ist. 

8. Sensorgesteuertes Kochfeld nach Anspruch 7, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB das Heizelement (9) den 
MeBschacht (15) und damit den MeBfleck (18) im we- 
sentlichen allseitig umzieht 

9. Sensorgesteuertes Kochfeld nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 65 
eine Recheneinheit (41) aus dem Signal der Warme- 
strahlungs-Sensoreinheit (19) und in einer Speicherein- 
heit (43) abgelegten Kenndaten des Kochfeldes (1) die 
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